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T COOPERATION TREAT' 

From the INTERNATIONAL BUREAU 



PCT 

NOTIFICATION OF ELECTION 
(PCT Rule 61.2) 


To: 

Commissioner 

US Department of Commerce 
United States Patent and Trademark 

Offirp DPT 

201 1 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 


Date of mailing (day/month/year) 
13 March 2001 (13.03.01) 




International application No. 
PCT/DE00/02257 


Applicant's or agent's file reference 
D700154WO 


International filing date (day/month/year) 
12 July 2000(12.07.00) 


Priority date (day/month/year) 
12 July 1999(12.07.99) 


Applicant 

HARTUNG, Rolf 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 

| Xj in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

17 January 2001 (17.01.01) 



CD in a not ' ce e ^ ect ' n 9 'ate 1 " election filed with the International Bureau on: 



2. The election 




was 
was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 


34, chemin des Colombettes 


Kiwa Mpay 


1211 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) DE0002257 
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LIPPERT/STACHOW^ SCHMIDT & PARTNER 
Krenkelstrasse 3 
D-01309 Dresden 
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Applicant's or agent* s file reference 
D700154WO 


' — ._ i 

IMPORTANT INFORMATION 


International application No. 
PCT/DE00/02257 


International filing date (day/month/year) 
12 July 2000(12.07.00) 


Priority date (day/month/year) 
12 July 1999(12.07.99) 


Applicant 

CENTROTHERM ELEKTRISCHE ANLAGEN GMBH + CO. et al 



1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31 (7), notified each of the following 
Offices of its election: 

AP rGH^M^E^S^MW^Z.SD^USZ.TZ^G^W 

EP iAT^BE^H^DE^K^ESJI^FR.GB^GRJEJT.LU^MCNUPT^SE 

National rAU^BG^A^CN^DEJUJ^K^KR^N^NO^NZ^URCRU^SE^^US 

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them 
by the International Bureau only upon their request: 

EA :AM / AZ,BY,KG,KZ / MD,RU,TJ/TM 

OA iBF.BJ^F^CG.CLCM.GA^^GW^MUMR^E^SN^DJG 

National :AE / AG / AL / AM / AT / AZ,BA,BB / BR / BY,BZ / CH,CR / CU / DK / DM,DZ,EE,ES,FI,GB / 

GD^^GH^GM^R^HUJDJNJS^KE^KG^Z^aLK^R^S^T^UXV^M^MD^G^K^MW, 

MX^Z.PT.SD^G^SLSUTJTM^R^TT.TZ^UA^G^Z^YU^ZW 

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date 
before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing , if prescribed, a 
translation of the international application (Article 39(1 )(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any 
annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3}(b) and Rule 74.1). 

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the 
applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II 
of the PCT Applicant's Guide. 

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for 
the purposes of obtaining a European patent. 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer: 






34, chemin des Colombettes 


Xiwa Mpay 


1211 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No. (4f-22) 740.14.35 


Telephone No. (41-22) 338.83.38 
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PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
D700154WO 


uiciTcoee wnorruc slehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE00/02257 


Internationales Anmeldedatum (T ag/Monat/Jahr) 
12/07/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
12/07/1999 



Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01L21/00 



Anmelder 

CENTROTHERM ELEKTRISCHE ANLAGEN GMBH + CO. et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBfich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT) 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 



17/01/2001 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
15.10.2001 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
_ Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 

Angermeier, D 

Tel. Nr. +49 89 2399 2283 



Formblatt PCT/1 PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/02257 



I. Grundlage des B richts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regetn 70. 16 und 70. 1 7)y. 
Beschreibung, Seiten: 

1-9 eingegangen am 01/09/2001 mit Schreiben vom 31/08/2001 



Patentanspruche, Nr.: 

1-16 eingegangen am 01/09/2001 mit Schreiben vom 31/08/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da!3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefailen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 
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Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02257 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. H Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 

beizufugen). 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-4, 11 und 12 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-16 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1 6 

Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 



1.0 Die mit Schreiben vom 31 .08.2001 eingereichten Anderungen bringen 
Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34 (2) b) PCT uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt 
hinausgehen. Es handelt sich dabei urn folgende Anderungen: 



Anspruch 1 und die Beschreibung auf der Seite 3, Zeilen 9-13: 
- das Merkmal, dass die interne Handhabungsvorrichtung mit der Halteeinrichtung 
fur den Wafer in Wirkungsverbindung steht, hat keine Basis in der ursprunglich 
eingereichten Anmeldung. 

Die Beschreibung auf der Seite 2, Zeile 33-Seite 3, Zeile 3 hat ebenfalls keine 
Basis in der ursprunglich eingereichten Anmeldung. 

Deshalb erfullen der Anspruch 1 und die obengenannte Teile der Beschreibung 
nicht die Erfordernisse des Artikels 34(2) b) PCT. 

2.0 In dieser Hinsicht wurde der Anspruch 1 auf einer Weise auf erfinderische 
Tatigkeit und Neuheit gepruft, als ob keine Anderungen eingereicht wurden. 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1.0 In diesem Bescheid werden folgende, im Internationalen Recherchenbericht 
zitierte Dokumente genannt: 



D1: US-A-5 919 529 (MATSUMURA) 6. Juli 1999 (1999-07-06) 
D2: US-A-4 816 116 (DAVIS ET AL.) 28. Marz 1 989 (1 989-03-28) 
D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998- 
06-30) -& JP 10 084029 A (TOKYO ELECTRON LTD), 31 . Marz 1998 (1998- 
03-31) -& US 5 972 110 A (AKIMOTO) 26. Oktober 1999 (1999-10-26) 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 
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2.0 Der Gegenstand der Anspruche 1-4, 11 und 12 ist nicht neu, so dass die 
Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT nicht erfullt sind. 

2.1 Bezuglich des Anspruchs 1 zeigt das Dokument D1 ein Handhabungssystem zur 
Ubernahme einer von einem "Handler" aus einer Kassette (CA) bereitgestellten 
"Ware" (Substrat W) aus einer Kassette und zur Ubergabe derselben an eine 
Bearbeitungskammer (vgl. Figuren 1 und 2 und Spalten 2 und 3) , wobei dass in 
der Bearbeitungskammer (A) eine interne Handhabungsvorrichtung (Roboter 
MTR1) vorgesehen ist, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden 
(horizontal und vertikal) verfahrbare Gabel (21a, b) aufweist, die mit Greifern 
eines externen Handhabungssystemes (IND) in Wirkungsverbindung steht, so 
da(3 die durch das externe Handhabungssystem (IND) in die Bearbeitungskammer 
(A) transportierte Ware von der Gabel (21a und b)) ubernommen und mit dieser 
auf einer Halteeinrichtung (in z.B. A1) abgesetzt werden kann. 

Es implizit, dass der Indexer zur Aufnahme eines Wafers aus einer Kassette eine 
Art Greifer besitzt. 

Folgich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

2.2 Die Dokumente D2 und D3 sind ebenfalls neuheitsschadlich gegeniiber den 
Gegenstand des Anspruchs 1 (siehe D2: Figur 5 und D3: Figuren 1 und 2). 

2.3 Das Dokument D1 zeigt das zusatzliche Merkmal der jeweiligen Anspriiche 2-4, 
11 und 12: 

- Anspruch 2: Spalte 3, Zeilen 28-48, 

- Anspruche 3, 4, 11 und 12: Figuren 1 und 2. 

Folglich ist der Gegenstand dieser Anspruche nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) 
PCT. 

3.0 Die abhangigen Anspruche 5-10 und 13-16 keine Merkmale, die in Kombination 
mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 



Formblatt PCT/Beibtatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



erfullen. Die Griinde dafur sind die folgenden: 

- Das zusatzliche Merkmal der jeweiligen Anspruche 5-10 und 13-16 betrifft eine 
geringfugige bauliche Anderung der Vorrichtung in Dokument D1, die im Rahmen 
dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm gelaufigen Uberlegungen zu 
tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. 
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Handh abungs system 

5 Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Obernahme von 
aus einer Kassette bereitgestellten Wafern und zur Obergabe ■ 
derselben an eine Vakuumkammer zur thermischen Behandlung der 
Wafer, mit einer externen und einer internen Handhabungs- 
vorrichtung, wobei die interne Handhabungsvorrichtung 

10 wenigstens eine- in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel 
aufweist, die mit Greifern der externen Handhabungsvorrichtung 
in Wirkungsverbindung steht. Unter den eingangs genannten 
Wafern konnen Halbleiterscheiben verstanden werden, die in 
einer Bearbeitungsstation, z.B. in' einer Vakuumkammer, einer 

15 thermischen Behandlung unterzogen werden sollen, beispielsweise 
urn einen Vacuum Soldering Prozess bzw t . Wafer Bumping Prozess in 
einer Wafer Bumping Vorrichtung (Wafer Bumping Equipment) , 
welche die Vakuumkammer umfasst, durchzuf uhren . Dazu ist es 
erf orderlich, die Wafer mittels einer geeigneten 

20 Handhabungsvorrichtung aus einem Transportbehalter (FOUP = 
Front Open Unified Pot) zu entnehmen und in die Vakuumkammer zu 
transportieren . Das bedeutet jedoch, dass die Vakuumkammer 
geoffnet werden muss, d.h. zunachst muss in der Vakuumkammer 
Normaldruck hergestellt werden, gleichzeitig entsteht ein 

25 Warmeverlust und eine Veranderung der Atmosphare in der Vaku- 
umkammer. Folglich muss die Vakuumkammer nach der Bestiickung 
mit einem oder mehreren Wafern gespult werden und die ge- 
wunschte Gaszusammensetzung, z.B. durch Einleiten eines Inert- 
gases, oder eines Prozessgases , ' hergestellt werden und 

30 gleichzeitig das fur den jeweiligen Bearbeitungsprozess er- 
"forderliche Vakuum wieder aufgebaut werden. AuBerdem mussen die 
Wafer auf die notwendige Prozesstemperatur aufgeheizt werden. 

Nach der Beendigung des Bearbeitungsprozesses in der Vakuum- 
35 kaminer ist es erf orderlich, die Wafer vor deren Entnahme 
gleichmaflig auf eine Temperatur im Bereich der Raumtemperatur 
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abzukuhlen, um bei der Entnahme aus der Vakuumkammer einen 
Temperaturschock durch eine eventuell extreme Abkuhlgeschwin- 
digkeit (grofler Temperaturgradient ) zu vermeiden. 



5 Es ist folglich wunschenswert , dass das Handling der Wafer, 
insbesondere der Transport der Wafer in die Vakuumkammer und 
das Entnehmen der Wafer aus der Vakuumkammer , durch ein 
geeignetes Handhabungssystem moglichst einfach und schnell 
erfolgen kann. 

10 

So geht aus der (JS-A-5 919 529 eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zur Behandlung von Substraten hervor, die mehrere 
Transporteinrichtungen umf asst . Diese Transporteinrichtungen 
sind derart angeordnet, dass sich deren Arbeitsbereiche 
15 teilweise uberschneiden, so dass die Substrate nacheinander 
durch eine Vielzahl von Bearbeitungsstationen transportiert 
werden konnen . 



Weiterhin wird in der US-A-.4 816 116 ein Wafer Transf ersystem 
20 beschrieben, mit dem Wafer von auflen in eine Vakuumkammer 
transportiert werden konnen. Hierzu befindet sich innerhalb der 
Kammer ein drehbarer Transferarm, dessen Waf erauf nahme nach 
aufien gefiihrt werden kann. Dieses Transf ersystem ist mechanisch 
sehr aufwandig und enthalt mehrere verschleiftbehaf tete Gelenke. 

25 

Schliefilich wird in der US-A-5 972 110 ein Transf ersystem 
beschrieben, mit dem Wafer in Behandlungseinheiten 
transportiert werden konnen, wobei auch eine Variante 
beschrieben wird, bei der die Wafer von einer Seite in die 
30 Behandlungskammer hinein transportiert werden und auf der 
gegenuberliegenden Seite entnommen werden konnen. 

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, ein Handha- 
bungssystem zu schaffen, mit dem eine sichere und schnelle 
35 Handhabung der Wafer bei Verringerung des Energieverbrauches 
ermoglicht wird und das insbesondere eine lange Nut zungsdauer 
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bei geringer mechanischer und thermischer Beanspruchung 
aufweist . 



Diese der Erfindung zugrundeliegende Auf gabenstellung wird bei 
■ 5 einem Handhabungssystem der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, dass die durch die externe Handhabungsvorrichtung in 
die Vakuumkammer transportierten Wafer auf einer Kuhlplatte 
einer Halteeinrichtung, bestehend aus der Kuhlplatte und einer 
Heizplatte absetzbar sind, dass die interne 

10 Handhabungsvorrichtung aus einer Querfuhrung besteht, an der 
die Gabel in einer Aufnahme seitlich und vertikal verfahrbar 
gefuhrt ist und mit der Halteeinrichtung fur den Wafer in 
Wirkungsverbindung steht und dass * die interne 

Handhabungsvorrichtung in einem gekuhlteri Bereich der 

15 Vakuumkammer untergebracht ist. 

Damit wird eine einfache Trennung in ein internes und ein 
externes Handhabungssystem erreicht, so dass der Bearbeitungs- 
prozess innerhalb der Vakuumkammer vollkommen abgeschlossen 
20 werden kann und die Vakuumkammer nur kurzzeitig zur Entnahme 
und Neubestuckung geoffnet werden muss. 

AufJerdem kann damit der Wafer innerhalb der Vakuumkammer auf 
die fur den jeweiligen Bearbeitungsprozess erf orderliche 
25 Bearbeitungstemperatur aufgeheizt und nach Abschluss des 
Bearbeitungsprozesses durch Umsetzen auf die Kuhlplatte auf 
eine fur die Entnahme aus der Vakuumkammer geeignete Temperatur 
abgekuhlt werden. Damit kann die Offenzeit der Vakuumkammer 
weiter verkiirzt werden. 

30 

In einer Fortfuhrung der Erfindung ist die Gabel des internen 
Handhabungssystemes unter die Ablageposition des Wafers auf der 
Halteeinrichtung verfahrbar. Damit wird eine einfache 
Handhabung der Wafer erreicht, da diese durch die Gabel ohne 
35 weitere mechanische Hilfsmittel lediglich zu untergreifen und 
zur nachsten Ablageposition zu transportieren sind. 
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Die Kuhlplatte und die Heizplatte konnen nebeneinander, Oder 
auch hintereinander angeordnet werden. 

5 Bevorzugt ist der internen Handhabungsvorrichtung eine 
Kuhleinrichtung zur Temperierung zugeordnet. 

In einer weiteren besondere Fortfuhrung der Erfindung kann die 
Mehrfachanordnung aus 12 oder 24 Ebenen ubereinander bestehen, 
10 die nacheinander oder simultan (d.h. auf einmal) bestuckbar 
sind. 



In einer vorteilhaften Variante der Erfindung ist die Gabel des 
internen Handhabungssystemes vorheizbar, so dass das von der 
15 Heizplatte zu entnehmende Wafer ohne vorherige Abkuhlung 
entnommen werden kann. 

Die Aufheizung der Gabel kann vorteilhaft dadurch erfolgen, 
dass diese vor der Obernahme eines Wafers so lange mit der 
20 Heizplatte in Kontakt steht, bis eine vorgegebene Temperatur 
erreicht ist. 

In einer weiteren vorteilhaften Fortfuhrung der Erfindung ist 
gegenuber der internen Handhabungsvorrichtung eine weitere 
25 Handhabungsvorrichtung installiert . 

Es konnen auch mehrere Vakuumkammern ubereinander und/oder 
nebeneinander gestapelt werden. 

30 Um einen kontinuierlichen Prozessdurchlauf zu ermoglichen, kann 
eine weitere Entnahmemoglichkeit fur die Wafer uber eine 
Ruckwand der Kammer vorgesehen werden, indem die Ruckwand der 
Vakuumkammer mit einer verschliefibaren Offnung versehen wird, 
der ein zweites Handhabungs system oder ein anderes 

35 Transpbrtsystem zugeordnet ist. 
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Urn das Eindringen von Staub in die Vakuumkammer zu verhindern, 
ist diese und der Obergabebereich von der Kassette mit einer 
Abdeckung zur Realisierung eines staubfreien Bereiches umgeben. 
Dieser Bereich innerhalb der Abdeckung kann vorteilhaft mit 
5 Wasserstof f /Stickstof f unter geringen Oberdruck geflutet 
werden. 

Die Erfindung soil nachfolgend an einem Ausf uhrungsbeispiel 
naher erlautert werden. In den zugehorigen Zeichnungsf iguren 
10 zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erf indungsgemafien 
Vakuumkammer mit einem internen Handhabungssystem; und 

15 Fig. 2 den schematischen Aufbau des internen 
Handhabungssystems . 

Die zu behandelnde Ware, im vorliegenden Fall beispielsweise 
ein 300 mm Wafer, wird in einer Spezialkassette (FOUP) auf eine 

20 ubliche Ladestation 1 gestellt. Eine" externe Handhabungs- 
vocriehtung 2, die sich unter einer Abdeckung 3 befindet, 
entnimmt den Wafer 4 durch den Port 5 aus der Spezialkassette 
und transportiert diesen bei geoffneter Vakuumkammer 6 auf eine 
in dieser befindliche Kuhlplatte 7 einer Halteeinrichtung, die 

25 aus der Kuhlplatte 7 und einer Heizplatte 8 besteht. Von dieser 
Kuhlplatte 7 aus ubernehmen nicht dargestellte V'dreif er der 
Halteeinrichtung den Wafer 4 und halten ihn auf einer 
vorgegebenen Hohe fest, solange bis die externe 
Handhabungsvorrichtung 2 zuriickgef ahren und die Vakuumkammer 6 

30 geschlossen ist. 

Jetzt beginnt der Bearbeitungsprozess in der Vakuumkammer 6 , 
Oder einem Vakuumofen, indem eine interne 

Handhabungsvorrichtung 9 mittels einer Gabel 10 den Wafer 4 von 
35 dem Greifer der Halteeinrichtung ubernimmt. Mit der Gabel "10 
wird der Wafer 4 iiber die Heizplatte 8 transportiert und -auf 
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einer weiteren, dieser Heizplatte 8 zugeordneten 
Halteeinrichtung abgesenkt. Dabei wird die Gabel 10 ein wenig 
abgesenkt und zuruck in eine gunstige Warteposition gefahren. 

5 Die Kuhlplatte 7 und die Heizplatte 8 sind nebeneinander in der 
Vakuumkammer 6 angeordnet, wie schematisch aus Fig. 2 
ersichtlich ist. Hinter den Platten 7, 8 befindet sich das 
interne Handhabungssystem 9 mit einer Querfuhrung 11 , an der 
die Gabel 10 in einer Aufnahme 12 seitlich und vertikal ver- 
10 fahrbar gefuhrt ist. 

Am Ende der tiber der Heizplatte 7 durchgef uhrten thermischen 
Behandlung wird der Wafer 4 mit der Haltevorrichtung angehoben. 
Jetzt fahrt die Gabel 10 wieder unter den Wafer 4 und ubernimmt 

15 diesen. Die interne Handhabungsvorrichtung 9 transportiert den 
Wafer 4 iiber die Kuhlplatte 7 und senkt ihn ab bis zur 
Beriihrung mit der Kuhlplatte 1. Nach Erreichen einer 
vorgegebenen Temperatur wird die Vakuumkammer 6 geoffnet. Der 
Greifer . 13 (schematisch dargestellt) der externen 

2 0 Handhabungsvorrichtung 2 entnimmt den Wafer 4 und ' transportiert 
ihn wieder zuruck in die Transportkassette (FOUP) . 

Anschliefiend kann der Prozess mit einem neuen Wafer 4 wieder- 
holt werden. 

25 

Fur die Funktion der internen Handhabungsvorrichtung 9 ist 
wichtig, dass diese in einem gekiihlten Bereich der Vakuumkammer 
6 untergebracht ist. Der internen Handhabungsvorrichtung 9 kann 
eine Kuhleinrichtung zur Temper ierung zugeordnet werden. 

30 

Anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander bef indlicheri 
Platten 7, 8 ist es auch moglich, eine Mehrf achanordnung vor- 
zusehen, indem Kuhl- und Heizplatten 7, 8 mehrf ach ubereinander 
in mehreren Ebenen angebracht werden. So ist es* moglich, 12 
35 Oder 24 Ebenen ubereinander vorzusehen. 
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Es ist moglich, die Eberien nacheinander zu bestucken, Oder 
simultan (d.h. auf einmal) , was zu einer erheblichen Verkurzung 
der Zykluszeit fiihrt. 

5 In einer Variante konnen die Platten 7, 8 anstelle nebenein- 
ander (Bild 2) auch hintereinander angeordnet werden, so dafl 
sich die Kuhlplatten 7 vor den Heizplatten 8 befinden. Das 
hatte den Vorteil einer in die Tiefe der Vakuumkammer 6 
gesehenen Temperaturstaf f elung . D.h. der kuhlere Bereich ist 
10 vorn, also im Obergabebereich der externen Handhabungsvor- 
richtung 2 zur internen Handhabungsvorrichtung 5. 

Urn einen Warmeschock bei der Obernahme eines aufgeheizten 
Wafers nach der Behandlung in der Vakuumkammer 6 zu vermeiden, 
15 wird die Gabel 10 vorgeheizt. Das Vorheizen kann dadurch 
erfolgen, dass die Gabel 10 vor der Obernahme eines Wafers so 
lange mit der Heizplatte 8 in Kontakt gebracht wird, bis eine 
gewunschte Temperatur erreicht ist. 

20 Weiterhin ist es moglich, gegenuberliegend zur internen Hand- 
habungsvorrichtung 9 eine weitere Handhabungsvorrichtung zu 
installieren, oder auch mehrere Vakuumkammern 6 ubereinander 
und/oder nebeneinander zu stapeln. 

25 In einer besonderen Variante der Erfindung ist eine Entnahme- 
moglichkeit fur die Ware (Wafer 4).uber die Ruckwand 14 der 
Vakuumkammer 6 vorgesehen. Die Entnahme kann uber ein.zweites 
externe Handhabungsgerat oder ein anderes Transportsystem 
erfolgen. Auf diese Weise lasst sich ein Durchlauf prinzip 

30 realisieren, indem die Wafer vom der ersten externen 
Handhabungsvorrichtung 1 in die Vakuumkammer 2 ubergeben und 
nach der vorgesehenen Behandlung vom der zweiten externen 
Handhabungsvorrichtung entnommen werden. Fur die externen 
Handhabungsvorrichtungen sind handelsubliche Vorrichtungen 

35 einsetzbar. 
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Innerhalb der Vakuumkammer 6 werden die Wafer 4 automatisch von 
einer Warmequelle (Heizplatte 8) zu einer % Kuhlplatte 7 
transportiert . Das Waf ertransportsystem umfasst drei Ab-. 
schnitte. 

5 

Der erste Abschnitt betrifft den Transport innerhalb der 
Vakuumkammer 6. Es umfasst die Obernahme der Wafer 4 am 
Kammereingang, die Behandlung der Wafer 4 innerhalb der 
Vakuumkammer 6 und die Zuruckbef orderung der Wafer 4 zum 
10 Kammereingang. 

Der zweite Abschnitt befindet sich vor der Vakuumkammer 6 und 
zwischen dem Eingang der Vakuumkammer 6 und dem Ausgang des 
"semi standard load port" fur 300 mm Wafer. 

15 

Die externe Handhabungsvorrichtung 2 (Handling System) uber- 
nimmt die Wafer 4 von diesem Port 5 und transportiert diese in 
die Vakuumkammer 6. 

20 Am Ende beispielsweise des "Wafer Bump Reflow Soldering"-Pro- 
zesses in der Vakuumkammer 6 iibernimmt die externe Hand- 
habungsvorrichtung 2 die Wafer 4 und transportiert diese uber 
den "standard load port" in die FOUP-Box zuruck. 

25 Der dritte Abschnitt befindet sich vor dem "standard load 
port", wobei hier die Transportkassette (FOUP. = r Front Open 
Unified Pod) mit den darin befindlichen Wafern 4* manuell oder 
mittels eines Roboters entnommen werden kann. 

30 Der gesamte Bereich, in dem die ' Waf er 4 bewegt werden, ist 
gegen Umwelteinf lusse geschiitzt, so dass keinerlei Partikel in 
diesen Bereich eindringen konnen. Dieser Bereich kann mit 
Wasserstof f /Stickstof f unter geringen Oberdruck geflutet wer- 
den . 

35 
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Bezugszeichenliste 

5 

1 Ladestation 

2 externe Handhabungsvorrichtung 

3 Abdeckung 

4 Wafer 
10 5 Port 

6 Vakuumkammer 

7 Kuhlplatte 
• 8 Heizplatte 

9 interne Handhabungsvorrichtung 

15 10 Gabel 

11 Querfuhrung 

12 Aufnahme 

13 Greifer 

14 Riickwand 

20 



25 



30 



35 
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Handhabung s sy s tern 

Patentanspniche 

Handhabungssystem zur Obernahme von aus einer Kassette 
bereitgestellten Wafern (4) und zur Obergabe derselben an 
eine Vakuumkammer (6) zur thermischen Behandlung der Wafer 
(4), mit einer externen und einer internen 
Handhabungsvorrichtung (2, 9), wobei die interne 
Handhabungsvorrichtung (9) wenigstens eine in mehreren 
Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit 
Greifern (13) der externen Handhabungsvorrichtung (2) in 
Wirkungsverbindung steht, dadurch gekennzeichnet , dass die 
durch die externe Handhabungsvorrichtung (2) in die 
Vakuumkammer (6) transportierten Wafer (4) auf einer 
Kuhlplatte (7) einer Halteeinrichtung, bestehend aus der 
Kuhlplatte (7) und einer Heizplatte (8) absetzbar sind, 
dass die interne Handhabungsvorrichtung (9) aus einer 
Querfuhrung (11) besteht, an der die Gabel (10) in einer 
Aufnahme (12) seitlich und vertikal verfahrbar gefuhrt ist 
und mit der Halteeinrichtung fur den Wafer (4) in 
Wirkungsverbindung steht und dass die interne 
Handhabungsvorrichtung (9) in einem gekiihlten Bereich der 
Vakuumkammer (6) untergebracht ist zugeordnet ist, 

Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Gabel (10) unter die 
Ablageposition des Wafers (4) auf der Halteeinrichtung 
verfahrbar ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadu.rch ge- 
kennzeichnet, dass die Kuhlplatte (7) und die 
Heizplatte (8) nebeneinander angeordnet sind. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch g e - 
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kennzeichnet, dass die Kuhlplatte (7) und die 
Heizplatte (8) hintereinander angeordnet sind. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der internen Handhabungsvor- 
richtung. (9) eine Kuhleinrichtung zur Temperierung zu- 
geordnet ist . 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 5, d a - 
durch gekennzeichnet, da anstelle der 
Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten (7) , 
eine Mehrf achanordnung vorgesehen ist, indem Kuhl- und 
Heizplatten (7, 8) mehrfach ubereinander angebracht werden. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Mehrf achanordnung aus 12 
oder 2 4 Ebenen ubereinander besteht. 

Handhabungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Ebenen nacheinander oder 
simultan (d.h. auf einmal) bestuckbar sind. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichne.t, dass die Gabel (10) vorheizbar 
ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Gabel (10) vor der Ober- 
nahme eines Wafers (4) so lange mit der Heizplatte (7) in 
Kontakt steht, bis eine vorgegebene Temperatur erreicht 
ist. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass gegenuber der 
internen Handhabungsvorrichtung (9) eine weitere Handha- 
'bungsvorrichtung installiert ist. 
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12. Handhabungssystem nach einem der Ansprtiche 1 bis 11, d a - 
durch gekennzeichnet, dass mehrere 
Vakuumkairanern (6) iibereinander und/oder nebeneinander 
gestapelt sind. 

13. Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 12, d a - 
durch gekennzeichnet, dass eine Ent- 
nahmemoglichkeit fur die Ware (Wafer) uber die Ruckwand 
(14) der Vakuumkammer (6) vorgesehen ist. 

14. Handhabungssystem nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass . die Ruckwand. (14) der 
Vakuumkammer (6) mit einer verschlieflbaren Offnung versehen 
ist, der eine zweites externe Handhabungsvorrichtung oder 
ein anderes Transportsystem zugeordnet ist. 

15. Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 14, d a - 
durch gekennzeichnet, dass die 
Vakuumkammer (6) und der Obergabebereich von der Kassette 
mit einer gemeinsamen Abdeckung (3) zur Realisierung eines 
staubfreien Bereiches umgeben ist. • ' 

L6. Handhabungssystem nach Anspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Bereich innerhalb der 
Abdeckung (3) mit Wasserstof f /Stickstof f unter geringen 
Oberdruck geflutet ist. 
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I. Basis of the report 



I. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

the description: 

pages , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages 1-9 , filed with the letter of 01 September 2001 (01.09.2001) 

the claims: 

pages , as originally filed 

pages . as amended (together with any statement under Article 19 

pages , filed with the demand 

pages M6 f f,| e d with the letter of 01 September 2001 (01.09.2001) 



[XJ the drawings: 

pages 1/2,2/2 • , as originally filed 

pages , filed with the demand 

P a S es , filed with the letter of 

j~) the sequence listing part of the description: 

P a £ es , as originally filed 

P a S es , filed with the demand 

P a S es , filed with the letter of 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authoritv in the following language which is: 

□ 

the laneuaee of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ 

contained in the international application in written form. 

□ 

filed together with the international application in computer readable form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

1 1 the claims. Nos. 



1 1 the drawings, sheets/fig _ 



- f\7| This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70. 17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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L Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets Wj/c/i have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article Nam referred to in this report as 4 originally filed ' ' and am not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

CONTINUATION OF BOX 1.5 



1. The amendments filed with the letter of 31 August 

2001 introduce substantive matter which goes beyond 
the original disclosure in the international 
application as filed, thereby contravening PCT 
Article 34(2) (b) . This concerns the following 
amendments : 



Claim 1 and page 3, lines 9-13, of the description: 
- the feature that the internal handling device 
functionally co-operates with the holder for the 
wafer has no basis in the originally filed 
application . 

The amended description (page 2, line 33 - page 3, 
line 3) likewise has no basis in the originally 
filed application . 



Consequently, Claim 1 and the above-mentioned parts 
of the description do not meet the requirements of 
PCT Article 34(2) (b) . 



2. Claim 1 has therefore been examined for inventive 
step and novelty as if no amendments had been 
submitted . 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 
2. Citations and explanations 

1. This report makes reference to the following 
international search report citations: 

Dl: US-A-5 919 529 (MATSUMURA) , 6 July 1999 
(1999-07-06) 

D2: US-A-4 816 116 (DAVIS ET AL . ) , 28 March 1989 
(1989-03-28) 

D3 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 1998, No. 08, 
30 June 1998 (1998-06-30) & JP-A-10 084 029 
(TOKYO ELECTRON LTD), 31 March 1998 (1998-03- 
31) & US-A-5 972 110 (AKIMOTO) , 26 October 
1999 (1999-10-26) . 

2. The subject matter of Claims 1-4, 11 and 12 is not 
novel and therefore the requirements of PCT Article 
33(2) are not met . 

2.1 Regarding Claim 1, Dl shows a handling system for 
transferring "ware" (substrate W) provided by a 
"handler" in a cassette from the cassette to a 
processing chamber (Figures 1 and 2, and columns 2 
and 3) , an internal handling device (robot MTR1) 
being provided in the processing chamber (A) , having 
at least one fork (21a, b) displaceable with several 
Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 
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degrees of freedom (in the horizontal and vertical 
directions) and functionally co-operating with 
grippers of an external handling system (IND) , so 
that the ware transported by the external handling 
system (IND) into the processing chamber (A) is 
removed from the fork (21a and b) and deposited 
together with the same on a holder (e.g. in Al) . 

It is implicit that the indexer for removing a wafer 
from a cassette possesses a type of gripper. 

Consequently, the subject matter of Claim 1 is not 
novel (PCT Article 33(2)) . 

2.2 D2 and D3 are likewise detrimental to the novelty of 
the subject matter of Claim 1 (D2 : Figure 5, and D3 : 
Figures 1 and 2) . 

2.3 Dl shows the additional features of Claims 2-4, 11 
and 12 : 

- Claim 2: column 3, lines 28-48; 

- Claims 3, 4, 11 and 12: Figures 1 and 2. 



Consequently, the subject matter of these claims is 
not novel (PCT Article 33(2)) . 

3. Dependent Claims 5-10 and 13-16 do not contain any 
features which, in combination with the features of 
any claim to which they refer, meet the PCT 
requirements for inventive step (PCT Article 33(3)), 
for the following reasons: 

- the additional features of Claims 5-10 and 13-16 
concern minor modifications to the design of the 
device of Dl which are straightforward to a person 
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skilled in the art, on the basis of familiar 
considerations, especially since the advantages 
achieved thereby are easily foreseeable. 
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(57) Abstract: The invention relates to a 
handling system for removing a product from a 
cassette which has been placed in said cassette 
by a handling device and for transferring the 
same to a processing station. The invention aims 
to provide a handling system which enables 
secure and rapid handling of the product, 
which has, in particular, a long serviceable life 
and which is subjected to low mechanical and 
thermal stress. According to the invention, an 
internal handling device (9) with a fork (10) 
that can be displaced with varying degrees of 
freedom is provided in the processing chamber 
(6). Said fork interacts with gripping elements 
(13) of an external handling system (2) in such a 
way, that the product which is conveyed into the 
processing chamber (6) by the external handling 
system (2) can be received by the fork (10) and 
can be placed by the same onto a holding device. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft ein Handhabungssystem zur Obernahme 
einer von einem Handler aus einer Kassette 
bereitgestellten Ware aus einer Kassette und zur 
Obergabe derselben an eine Bearbeitungsstation. 
Durch die Erfindung soli ein Handhabungssys- 
tem geschaffen werden. mit dem eine sichere und 
schnelle Handhabung der Ware ermoglicht wird 
und das insbesondere eine lange Nutzungsdauer 
bei geringer mechanischer und thermischer 
Beanspruchung aufweist. Erfindungsgemass 
ist in der Bearbeirnngskammer (6) eine interne 
Handhabungsvorrichtung (9) vorgesehen, die wenigstens eine in mehreren Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit 
Greifem (13) eines extemen Handhabungssystemes 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Ubernahme 
einer von einem Handler aus einer Kassette bereitgestellten 
Ware aus einer Kassette und zur libergabe derselben in eine 
10 Bearbeitungsstation, 

Unter der eingangs genannten Ware konnen beispielsweise Wafer 
verstanden werden, die in einer Bearbeitungsstation, z.B. in 
einer Vakuumkammer, einer thermischen Behandlung unter zogen 

15 werden sollen, beispielsweise um einen Vacuum Soldering Pro- 
zess bzw. Wafer Bumping Prozess in einer Wafer Bumping Vor- 
richtung. (Wafer Bumping Equipment), welche die Vakuumkammer 
umfafit, durchzufiihren. Dazu ist es erf order lich, die Wafer 
mittels einer geeigneten Handhabungsvorrichtung aus einem 

20 Transportbehalter (FOUP) zu entnehmen und in die Vakuumkammer 
zu transportieren. Das bedeutet jedoch, dafl die Vakuumkammer 
geoffnet werden muB, d.h. zunachst muB in der Vakuumkammer 
Normaldruck hergestellt werden, gleichzeitig entsteht ein 
Warmeverlust und eine Veranderung der Atmosphare in der Vaku- 

25 umkammer. Folglich muB die Vakuumkammer nach der Bestuckung 
mit einem oder mehreren Wafern gespiilt werden und die ge- 
wiinschte Gaszusammensetzung, z.B. durch Einleiten eines Inert- 
gases, oder eines ProzeBgases, hergestellt werden und 
gleichzeitig das fur den jeweiligen Bearbeitungsprozess er- 

30 forderliche Vakuum wieder aufgebaut werden. AuBerdem mlissen 
die Wafer auf die notwendige ProzeBtemperatur aufgeheizt wer- 
den. 

Nach der Beendigung des Bearbeitungsprozesses in der Vakumm- 
35 kammer ist es erf orderlich, die Wafer . vor deren Entnahme 
gleichmaBig auf eine Temperatur im Bereich der Raumtemperatur 
abzukiihlen, um bei der Entnahme aus der Vakuumkammer einen 
Temperaturschock durch eine eventuell extreme Abkuhlgeschwin- 
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digkeit (grower Temperaturgradient ) zu vermeiden. 

Es ist folglich wunschenswert , dai3 das Handling der Wafer, 
insbesondere der Transport der Wafer in die Bearbeitungssta- 
tion und das Entnehmen der Wafer aus der Bearbeitungsstation, 
durch ein geeignetes Handhabungssystem moglichst einfach und 
schnell erfolgen . kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Handha- 
bungssystem zu schaffen, mit dem eine sichere und schnelle 
Handhabung der Ware erndglicht wird und das insbesondere eine 
lange Nutzungsdauer bei geringer mechanischer und thermischer 
Beanspruchung auf weist . 

Diese der Erfindung zugrundeliegende Auf gabenstellung wird bei 
einem Handhabungssystem der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, daJ3 in der Bearbeitungsstation ein internes Handha- 
bungssystem vorgesehen ist, das wenigstens eine in mehreren 
Freiheitsgraden verfahrbare Gabel auf weist, die mit Greifern 
eines externen Handhabungssystemes in Wirkungsverbindung 
steht, so dafl die durch das externe Handhabungssystem in die 
Vakuumkammer transportierte Ware (Wafer) von der Gabel iiber- 
nommen und mit dieser auf einer Halteeinrichtung abgesetzt 
werden kann. 

Damit wird eine einfache Trennung in ein internes und ein 
externes Handhabungssystem erreicht, so daJ3 der Bearbeitungs- 
proze/3 innerhalb der Bearbeitungsstation vollkommen abge- 
schlossen werden kann und die Bearbeitungskammer nur kurz- 
zeitig zur Entnahme und Neubestuckung geoffnet werden ??uJ3, 

In einer Fortfuhrung der Erfindung ist die Gabel des ir—ernen 
Handhabungssystemes unter die Ablageposition des Wafers auf 
der Halteeinrichtung verfahrbar. Damit wird eine einfache 
Handhabung der Wafer erreicht, da diese durch die Gabel ohne 
weitere mechanische Hilfsmittel lediglich zu untergreifen und 
zur nachsten Ablageposition zu transportieren sind. 
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Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch gekenn- 
zeichnet; dafl die Halteeinrichtung in der Bearbeitungskammer 
wenigstens eine Kuhlplatte und wenigstens eine Heizplatte 
aufweist. Damit kann der Wafer innerhalb der Bearbeitungs- 
kammer (Vakuumkammer) auf die fur den jeweiligen be- 
arbeitungsprozefl erf orderliche Bearbeitungstemperatur aufge- 
heizt und nach Abschlu/3 des Bearbeitungsprozesses durch Umset- 
zen auf die Kuhlplatte auf eine fur die Entnahme aus der Be- 
arbeitungskammer geeignete Temperatur abgekuhlt werden. Damit 
kann die Offenzeit der Bearbeitungskammer weiter verkurzt 
werden . 

Die Kuhlplatte und die Heizplatte konnen nebeneinander , oder 
auch hintereinander angeordnet werden. 

Eine weitere besondere Ausgestaltung der Erfindung ist dadurch 
gekennzeichnet, dafl sich das interne Handhabungssystem, beste- 
hend aus einer Querfuhrung, an der die Gabel in einer Aufnahme 
seitlich und vertikal verfahrbar gefuhrt ist, hinter den Plat- 
ten befindet. 

Bevorzugt ist das interne Handhabungsgerat in einem gekuhlten 
Bereich der Bearbeitungskammer untergebracht und/oder diesem 
eine Kuhleinrichtung zur Temperierung zugeordnet. 

In einer weiteren besondere Fortfiihrung der Erfindung ist 
anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen 
Platten der Halteeinrichtung, eine Mehrf achanordnung vorgese- 
hen, indem Kuhl- und Heizplatten mehrf ach ubereinander an- 
geordnet werden. Beispielsweise kann die Mehrf achanordnung aus 
12 oder 24 Ebenen ubereinander bestehen, die nacheinander oder 
simultan (d.h. auf einmal) bestiickbar sind. 

In einer vorteilhaf ten Variante der Erfindung ist die Gabel 
des internen Handhabungssystemes vorheizbar, so daJ3 das von 
der Heizplatte zu entnehmende Wafer ohne vorherige Abkiihlung 
entnommen werden kann. 
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Die Aufheizung der Gabel kann vorteilhaft dadurch erfolgen, 
daJ3 diese vor der Ubernahme eines Wafers so lange mit der 
Heizplatte in Kontakt steht, t bis eine vorgegebene Temperatur 
erreicht ist. 

In einer weiteren vorteilhaf ten Fortfiihrung der Erfindung ist 
gegeniiber dem Handhabungssystem ein weiteres Handhabungssystem 
installiert . 

Es konnen auch mehrere Bearbeitungskaramern iibereinander 
und/oder nebeneinander gestapelt werden. 

Urn einen kontinuierlichen Prozefldurchlauf zu ermoglichen, kann 
eine weitere Entnahmemoglichkeit fur die Wafer uber eine 
Ruckwand der Kammer vorgesehen werden, indem die Riickwand der 
Bearbeitungskammer mit einer verschlieflbaren Of fnung versehen 
wird, der ein zweites Handhabungssystem (Handler) oder ein 
anderes Transportsystem zugeordnet ist. 

Urn das Eindringen von Staub in die Bearbeitungskammer zu ver- 
hindern, ist diese und der Ubergabebereich vom FOUP 
(Transportmagazin fur Wafer) mit einer Abdeckung zur Realisie- 
rung eines staubfreien Bereiches umgeben. Dieser Bereich 
innerhalb der Abdeckung kann vorteilhaft mit Wasser- 
stof f /Stickstof f unter geringen Uberdruck geflutet werden. 

Die Erfindung soil nachfolgend an einem Ausf iihrungsbeispiel 
naher erlautert werden. In de zugehorigen Zeichnungsf iguren 
zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erf indungsgemaBen 
Bearbeitungskammer mit einem internen Handhabungs- 
system; und 

Bild 2 den schematischen Aufbau des internen Handhabungs- 
systems. 

Die zu behandelnde Ware, im vorliegenden Fall beispielsweise 
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ein 300 mm Wafer f wird in einer Spezialkassette (FOUP) auf 
eine iibliche Ladestation 1 gestellt. Eine externe Handhabungs- 
vorrichtung 2, die sich unter einer Abdeckung 3 befindet, 
entnimmt den Wafer 4 durch den Port 5 aus der Spezialkassette 
und transportiert diesen bei geoffneter Bearbeitungskammer 6 
auf eine in dieser befindliche Kuhlplatte 7 einer Halteein- 
richtung, die aus der Kuhlplatte 7 und einer Heizplatte 8 
besteht. Von dieser Kuhlplatte 7 aus iibernehmen nicht dar- 
gestellte Greifer der Halteeinrichtung den Wafer 4 und halten 
ihn auf einer vorgegebenen Hohe fest, solange bis die externe 
Handhabungsvorrichtung 2 zuruckgef ahren und die Bearbeitungs- 
kammer 6 geschlossen ist. 

Jetzt beginnt der BearbeitungsprozeB in der Bearbeitungskammer 
6 (z.B. einer Vakuumkammer , oder ein Vakuumofen), indem eine 
interne Handhabungsvorrichtung 9 mittels einer Gabel 10 den 
Wafer 4 von dem Greifer der Halteeinrichtung iibernimmt. Mit 
der Gabel 10 wird der Wafer 4 iiber die Heizplatte 8 trans- 
portiert und auf einer weiteren, dieser Heizplatte 8 . zugeord- 
neten Halteeinrichtung abgesenkt. Dabei wird die Gabel 10 ein 
wenig abgesenkt und zuriick in eine giinstige Warteposition 
gef ahren. 

Die Kuhlplatte 7 und die Heizplatte 8 sind nebeneinander in 
der Bearbeitungskammer 6 angeordnet, wie schematisch aus Fig. 
2 ersichtlich ist. Hinter den Platten 7, 8 befindet sich das 
interne Handhabungssystem 9 mit einer Querfiihrung 11, an der 
die Gabel 10 in einer Aufnahme 12 seitlich und vertikal ver- 
fahrbar gefuhrt ist. 

Am Ende der uber der Heizplatte 7 durchgef lihrten thermischen 
Behandlung wird der Wafer 4 mit der Haltevorrichtung angeho- 
ben. Jetzt fahrt die Gabel 10 wieder unter den Wafer 4 und 
ubernimmt diesen. Die interne Handhabungsvorrichtung 9 
transportiert' den Wafer 4 uber die Kuhlplatte 7 und senkt ihn 
ab bis zur Beruhrung mit der Kuhlplatte 7. Nach Erreichen 
einer vorgegebenen Temperatur wird die Bearbeitungskammer 6 
geoffnet. Der Greifer 13 (schematisch dargestellt) der exter- 
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nen Handhabungsvorrichtung 2 entnimmt den Wafer 4 und 
transportiert ihn wieder zuriick in die Transportkassette 
( FOUP ) . 

AnschlieBend kann der Proze/3 mit einem neuen Wafer 4 wieder- 
holt werden. 



Fur die Funktion der internen Handhabungsvorrichtung 9 ist 
wichtig, daB diese in einem gekuhlten Bereich der Bearbei- 
tungskammer 6 unergebracht ist. Der internen Handhabungsvor- 
richtung 9 kann eine Kuhleinrichtung zur Temperierung zugeord- 
net werden. 



Anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen 
Platten 7, 8 ist es auch moglich, eine Mehrf achanordnung vor- 
zusehen, indem Kuhl- und Heizplatten 7, 8 mehrf ach uberein- 
ander in mehreren Ebenen angebracht werden. So ist es moglich, 
12 oder 24 Ebenen ubereinander vorzusehen. 

Es ist moglich, die Ebenen nacheinander zu bestucken, oder 
simultan (d.h. auf einmal), was zu einer erheblichen Verktir- 
zung der Zykluszeit fuhrt. 

In einer Variante konnen die Platten 7, 8 anstelle nebenein- 
ander (Bild 2) auch hintereinander angeordnet werden, so da/3 
sich die Kuhlplatten 7 vor den Heizplatten 8 befinden. Das 
hatte den Vorteil einer in die Tiefe der Bearbeitungskammer 6 
gesehenen Temperaturstaf f elung. D.h. der kiihlere Bereich ist 
vorn, also im Ubergabebereich der externen Handhabungsvor- 
richtung 2 zur internen Handhabungsvorrichtung 5. 

Um einen Warmeschock bei der Ubernahme eines aufgeheizten 
Wafers nach der Behandlung in der Bearbeitungskammer 6 zu 
vermeiden, wird die Gabel 10 vorgeheizt. Das Vorheizen kann 
dadurch erfolgen, daJ3 die Gabel 10 vor der Ubernahme eines 
Wafers so lange mit der Heizplatte 8 in Kontakt gebracht wird, 
bis eine gewiinschte Temperatur erreicht ist. 
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Weiterhin ist es moglich, gegeniiberliegend zur internen Hand- 
habungsvorrichtung 9 eine weitere Handhabungsvorrichtung zu 
installieren, oder auch mehrere Bearbeitungskammern 6 iiberein- 
ander und/oder nebeneinander zu stapeln. 

In einer besonderen Variante der Erfindung ist eine Entnahme- 
moglichkeit fiir die Ware (Wafer 4) iiber die Riickwand 14 der 
Bearbeitungskammer 6 vorgesehen. Die Entnahme kann uber ein 
zweites externe Handhabungsgerat (Handler) oder ein anderes 
Transportsystem erfolgen. Auf diese Weise laflt sich ein Durch- 
laufprinzip realisieren, indent die Wafer vom der ersten exter- 
nen Handhabungsvorrichtung 1 in die Bearbeitungskammer 2 iiber- 
geben und nach der vorgesehenen Behandlung vom der zweiten 
externen Handhabungsvorrichtung entnommen werden. Fur die 
externen Hanhabungsvorrichtungen (Handler) sind handelsiibliche 
Vorrichtungen einsetzbar. 

Innerhalb der Bearbeitungskammer 6 werden die Wafer 4 automa- 
tisch von einer Warmequelle (Heizplatte 8) zu einer Kuhlplatte 
7 transportiert . Das Waf ertransportsystem umfaJ3t drei Ab- 
schnitte. 

Der erste Abschnitt betrifft den Transport innerhalb der Be- 
arbeitungskammer 6. Es umfai3t die Ubernahme der Wafer 4 am 
Kammereingang, die Behandlung der Wafer 4 innerhalb der Be- 
arbeitungskammer 6 und die Zuriickbef orderung der Wafer 4 zum 
Kammereingang . 

Der zweite Abschnitt befindet sich vor der Bearbeitungskammer 
6 und ist zwischen dem Eingang der Bearbeitungskammer 6 und 
dem Ausgang des "semi standard load port" fiir 300 mm Wafer 
angeordnet. 

Die externe Handhabungsvorrichtung 2 (Handling System) uber- 
nimmt die Wafer 4 von diesem Port 5 und transportiert diese in 
die Bearbeitungskammer 6 . 

Am Ende beispielsweise des "Wafer Bump Ref low Soldering"-Pro- 
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zesses in der Bearbeitungskammer 6 ubernimmt die externe Hand- 
habungsvorrichtung 2 die Wafer 4 und transportiert diese iiber 
den "standard load port" in die FOUP-Box zuriick. 

Der dritte Abschnitt befindet sich vor dem "standard load 
port", wobei hier die Transportkassette (FOUP = Front Opening 
Unified Pod) mit den darin befindlichen Wafern 4 manuell oder 
mittels eines Roboters entnommen werden kann. 

Der gesamte Bereich, in dem die Wafer 4 bewegt werden, ist 
gegen Umwelteinf liisse geschutzt, so daB keinerlei Partikel in 
diesen Bereich eindringen konnen. Dieser Bereich kann mit 
wasserstof f /Stickstof f unter geringen Uberdruck geflutet wer- 
den . 
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Handhabungs system 
Bezuoszeichenliste 





1 


Ladestation 




2 


externe Handhabungsvorrichtung 




3 


Abdeckung 


10 


4 


Wafer 




5 


Port 




6 


Bearbeitungskammer 




7 


Kuhlplatte 




8 


Heizplatte 


15 


9 


interne Handhabungsvorrichtung 




10 


Gabel 




11 


Querf iihrung 




12 


Auf nahme 




13 


Greif er 


20 


14 


Ruckwand 
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Handhabungs sy stem 
Patentanspriiche 

1. Handhabungs system zur Ubernahme einer von einera Handler 
aus einer Kassette bereitgestellten Ware aus einer Kasset- 
te und zur Ubergabe derselben an eine Bearbeitungskammer, 
dadurch gekennzeichnet, da/3 in der 
Bearbeitungskammer (6) eine interne Handhabungsvorrichtung 
(9) vorgesehen ist, die wenigstens eine in mehreren Frei- 
heitsgraden verfahrbare Gabel (10) aufweist, die mit Grei- 
fern (13) eines externen Handhabungssystemes (2) in Wir- 
kungsverbindung stent, so daJ3 die durch das externe Hand- 
habungssystem (2) in die Bearbeitungskammer (6) 
transportierte Ware von der Gabel (10) ubernomraen und mit 
dieser auf einer Halteeinrichtung abgesetzt werden kann. 

2. Handhabungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Gabel (10) unter die 
Ablageposition des Wafers (4) auf der Halteeinrichtung 
verfahrbar ist. 

3. Handhabungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Kuhlplatte (7) und 
eine Heizplatte (8) vorgesehen sind, die in der Bearbei- 
tungskammer (6) angeordnet sind. 

4. Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Kuhlplatte (7) und die 
Heizplatte (8) nebeneinander angeordnet sind. 

5. Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Kuhlplatte (7) und die 
Heizplatte (8) hintereinander angeordnet sind. 



. Handhabungssystem nach einem der Anspriiche 1 bis 5, d a - 
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durch gekennzeichnet, da!3 sich hinter 
den Platten 7 , 8 die interne Handhabungsvorrichtung ( 9 ) , 
bestehend aus einer Querfiihrung (11), an der die Gabel 
(10) in einer Aufnahme (12) seitlich und vertikal verfahr- 
bar gefiihrt ist, befindet. 

7. Handhabungs system nach einem der Anspruche 1 bis 6, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die interne 
Handhabungsvorrichtung (9) in einem gekuhlten Bereich der 
Bearbeitungskammer (6) untergebracht ist. 

8. Handhabungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 der internen Handhabungsvor- 
richtung (9) eine Kiihleinrichtung zur Temperierung zu- 
geordnet ist. 

9. Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 8, d a - 
durch gekennzeichnet, daB anstelle der 
Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten (7, 
8), eine Mehrf achanordnung vorgesehen ist, indem Klihl- und 
Heizplatten (7, 8) mehrf ach ubereinander angebracht wer- 
den. 

10. Handhabungssystem nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Mehrf achanordnung aus 12 
oder 24 Ebenen ubereinander besteht. 

11. Handhabungssystem nach Anspruch 9 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 die Ebenen nacheinander 
oder simultan (d.h. auf einmal) bestuckbar sind. 

12. Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 11, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Gabel 
(10) vorheizbar ist. 

13. Handhabungssystem nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 die Gabel (10) vor der tiber- 
nahme eines Wafers (4) so lange mit der Heizplatte (7) in 
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